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【手続補正書】
【提出日】平成26年3月4日(2014.3.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　劣化することなく、かつ層状磁気構造の化学エッチングに屈することなく、層状磁気構
造の機械研磨に耐える１つ以上の停止層を含む、層状磁気構造。
【請求項２】
　１つ以上の停止層のうちの１つはリーダシールドを、隣接するアルミナインサートの機
械研磨中、後退から保護する、請求項１に記載の層状磁気構造。
【請求項３】
　１つ以上の停止層のうちの１つは層状磁気構造の層を、隣接する層の機械研磨中、後退
から保護する、請求項１に記載の層状磁気構造。
【請求項４】
　１つ以上の停止層のうちの１つはアルミナインサートを、隣接する再堆積物の突起の機
械研磨中、後退から保護する、請求項１に記載の層状磁気構造。
【請求項５】
　層状磁気構造はリーダスタックを含み、１つ以上の停止層のうちの１つはリーダスタッ
クを、隣接する再堆積物の突起の機械研磨中、後退から保護する、請求項１に記載の層状
磁気構造。
【請求項６】
　１つ以上の停止層はルテニウムを含む、請求項１に記載の層状磁気構造。
【請求項７】
　１つ以上の停止層はさらに、化学機械研磨プロセスに耐える、請求項１に記載の層状磁
気構造。
【請求項８】
　層状磁気構造の保護された構成要素の上に停止層を堆積させるステップと、
　停止層の著しい後退をもたらすことなく、保護された構成要素に隣接する材料を機械的
に研磨するステップとを含む、層状磁気構造を製造する方法。
【請求項９】
　保護された構成要素は、リーダシールド、アルミナインサート、およびリーダスタック
のうちの１つ以上である、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
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　保護された構成要素に隣接する材料は、アルミナインサートである、請求項８に記載の
方法。
【請求項１１】
　保護された構成要素に隣接する材料は、層状磁気構造の層が除去される際に形成される
再堆積物の突起である、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　停止層はルテニウムを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　機械研磨する動作は、保護された構成要素の後退をもたらすことなく達成される、請求
項８に記載の方法。
【請求項１４】
　停止層の少なくとも一部を化学エッチングで除去するステップをさらに含む、請求項８
に記載の方法。
【請求項１５】
　劣化することなく、かつ読出素子の化学エッチングに屈することなく、読出素子の機械
研磨に耐える１つ以上の停止層を含み、１つ以上の停止層のうちの少なくとも１つは真空
内で読出素子の１つ以上の自由層およびスペーサ層の上に堆積される、読出素子。
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